Holo Ey®
Digitales holografisches Mel3system

Das digitale, holografische MeBsystem ist in der Lage fertigungsbegleitend,
im Produktionstakt von 1s, die Funktionsoberflache von Mikrobauteilen
flachenhaft und hochprdzise auf DiskontinuitGten mit <5um zu vermessen.

Das System basiert auf einem digital-holografischen

Mikroskop, welches mit einem Arbeitsabstand von 34mm
zur Objektoberflache arbeitet.

Aufgrund des grolRen Arbeitsabstandes kann eine Vielzahl
verschiedener Bauteilgeometrien erfasst werden, so dass
das System mit geringen Modifikationen fur sehr unter-
schiedliche Inspektionsaufgalben auf Flachen von

ca. 4mm? eingesetzt werden kann.

Das Holo Eye ist vollstandig staubdicht gekapselt und
robust ausgelegt fur eine Arbeitsumgebung im laufenden
Fertigungsprozess.

Referenz-
Um Schwingungseinfllsse des Fertigungsprozesses zu spiegel
eliminieren, wurde die Belichtungszeit der Laserbe- =
leuchtung zur Erzeugung der Interferogramme auf
1mS reduziert.

FUr Untersuchungsobjekte, die innerhallb der ZufUhrung zum
Messfeld Hohendifferenzen aufweisen, fokussiert das System o
sich wahrend der Auswertung automatisch digital nach.

In der Anwendung konnen, trotz Schwingungsbelastung
aus dem Fertigungsprozess, Bauteilfehler mit S5um lateral
und einer Tiefe von mindestens 2um auf den Funktfions-

oberfléchen sicher erkannt werden. Mikroskop-

objektiv

Das Holo Eye kann fur schnellere Produkfionsanwendungen
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dupliziert eingesetzt werden und wird dabei aus nur einem Laser mit nach-
geschaltetem opfischem Umschalfer gespeist.
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Inspektionsbeispiel:

Diskontinuitat an der
Spitze eines Drehstahl
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Die Rechnerleistung ist bzgl. der Verarbeitung der Auswertealgorithmen fur
den Paralleloetrieb von 2 Systemen ausgelegt.

Ausfuhrliche Beschreibung vom System und Messverfahren auf Anforderung
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Technische Daten:

Bauform : Abbildung: ,open Frame" , | ca. 300mm

im Schufzgehduse : IP20, ca. 150 x 400 x 300mm
Inspektionsflache . Amm?, objektabhdngig anpassbar

Auflésung : lateral 0,7 um?*/ Hohe: Tum

Software . parametrierbar, entsprechend der Anwendung
Laser : KL I, Ts, mit Shutter

Messzeit . <0,1s
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